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(57)【要約】
　サイドポンプレーザは、出力カプラ（２０）と、カウ
ンタリフレクタ（１５）との間に設けられた長尺利得媒
質（１０）と、利得媒質の側面軸線に沿って利得媒質（
１０）に照射を与えるように構成されたポンプソース（
６５）とを有する。当該レーザは、ポンプソースからの
照射が利得媒質に直接入射し、ポンプソースは、利得媒
質に近接、隣接または接触して設けられている。レーザ
材料および組成、幾何学的形状、並びに寸法は、レーザ
性能を最大限にし、かつ、光学通信システム用に設計さ
れる装置の製造に共通の製造技術を使用することができ
るように設計され、低コストおよび最小化が容易になる
。長尺の利得媒質（１０）は、レーザダイオードバー（
６５）によって照射されるポンプ光を受光する非コーテ
ィング側面（６５）を有する多角形断面を含む。それ以
外の非放射面は、ポンプ光を再利用するため、および、
熱伝導によって利得媒質を冷却するために、例えば金メ
ッキ（６０）によってコーティングされている。カウン
タリフレクタ（１５）は、受動Ｑスイッチ（３０）のひ
とつのファセット上、および、利得媒質（１０）の出力
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力カプラ（２０）とカウンタリフレクタ（１５）との間に設けられた長尺の利得媒質
（１０）と、
　前記利得媒質（１０）の側面（４０）または長軸に沿って、前記利得媒質（１０）に対
して照射を与えるように構成されたポンプソース（６５）と、
を備え、
　前記レーザ（５）は、前記ポンプソース（６５）からの照射が前記利得媒質（１０）上
に直接入射するように構成され、
　前記ポンプソース（６５）は、前記利得媒質（１０）に近接、隣接、または、接触して
設けられていることを特徴とするサイドポンプレーザ（５）。
【請求項２】
　前記レーザ（５）は、前記利得媒質（１０）によって前記ポンプソース（６５）から受
光した光が発散し、集束しないように構成されている、請求項１に記載のサイドポンプレ
ーザ（５）。
【請求項３】
　前記利得媒質（１０）は、断面が正方形のロッドを有する、請求項１に記載のサイドポ
ンプレーザ（５）。
【請求項４】
　前記利得媒質（１０）の入力面（５５）は、平坦に形成されるか、または、除去された
エッジ、角または頂点を有する、請求項１から３のいずれか一項に記載のサイドポンプレ
ーザ（５）。
【請求項５】
　前記利得媒質（１０）は、反射および／または熱伝導性コーティング（６０）によって
コーティングされている、請求項１から４のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ（
５）。
【請求項６】
　前記ポンプ照射は、単一ＴＥＭ００モードのボリュームにマッチする、請求項１から５
のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ（５）。
【請求項７】
　前記利得媒質（１０）のドーピングは、前記利得媒質の少なくともひとつの寸法にビー
ムスポットサイズを調整、および／または、前記ビームのパワー密度を制御するように適
応される、請求項１から６のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ（５）。
【請求項８】
　前記レーザは、受動Ｑスイッチ（３０）を有する、請求項１から７のいずれか一項に記
載のサイドポンプレーザ（５）。
【請求項９】
　前記利得媒質（１０）および／または前記Ｑスイッチ（３０）および／または前記ポン
プソース（６５）および／または、前記レーザの少なくともいくつかのコンポーネントが
収納されるハウジング若しくはコンテナ（７５）の最大寸法は、５ｃｍ未満であり、好適
には３ｃｍ未満であり、最も好適には、２ｃｍ以下である、請求項１から８のいずれか一
項に記載のサイドポンプレーザ（５）。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ（５）を備える装置または
システム。
【請求項１１】
　前記装置またはシステムは、センサ、レーザ照準器または距離計を備えるか、または、
その内部に構成される、請求項１０に記載の装置またはシステム。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ（５）を製造する方法であ
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って、前記レーザ（５）のポンプソース（６５）を、前記利得媒質（１０）の長い側面と
接触、隣接または近接して設けることを備える方法。
【請求項１３】
　実質的に、図面に示され、および／または、明細書に記載されたサイドポンプレーザ（
５）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、サイドポンピングレーザに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サイドポンピングレーザシステムは、ポンプ照射がポンプソースから長尺利得媒質へ、
長軸方向と平行に伸長する利得媒質の側面に沿って与えられるレーザシステムである。す
なわち、ポンプ照射はビーム軸線と垂直方向に与えられる。
【０００３】
　しかし、このようなサイドポンプレーザシステムは、しばしば光源と利得媒質との間で
のポンプ照射の発散により効率が悪い。この問題を解決するべく、ポンプソースと利得媒
質との間でビームをコリメートするために円柱レンズおよび集束光学部材のようなさまざ
まな光学エレメントを設けることが通常行われている。しかし、これは、コストを増加さ
せ、潜在的なアライメントの問題を生じさせる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明にかかる実施形態の少なくともひとつの目的は、改良されたサイドポンプレー
ザを与えることである。本願発明にかかる実施形態の少なくともひとつの目的は、従来技
術の有する少なくともひとつの問題を除去または低減することである。特に、本願発明に
かかる実施形態の少なくともひとつの目的は、よりコンパクト、および／または、頑丈、
および／または、安定、および／または、低コストのサイドポンプレーザを与えることで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願発明の第１の態様に従い、サイドポンプレーザが与えられる。当該サイドポンプレ
ーザは、出力カプラとカウンタリフレクタとの間に設けられた長尺利得媒質と、利得媒質
の側面または長軸に沿って利得媒質に照射を与えるよう構成されたポンプソースとを有す
る。
【０００６】
　レーザは、ポンプソースからの照射が利得媒質上に直接入射するように、すなわち、ポ
ンプソースからの光が円柱レンズおよび／または集光エレメントなどの他の光学部品を通
過することなく、利得媒質上に入射するように構成されてよい。
【０００７】
　ポンプソースは、利得媒質に接触、隣接または近接して設けられてよい。例えば、ポン
プソースは、利得媒質から２ｍｍ以内、好適には１ｍｍ以下、最も好適には０．２ｍｍ以
内に設けられてよい。ポンプソースおよび利得媒質は近接結合されてもよい。
【０００８】
　ポンプソースは、レーザダイオードなどの光源を有してもよい。照射は光を有してよい
。ポンプソースは光源のアレイを有してもよい。ポンプソース（例えば、アレイ）は、長
尺または利得媒質の長さの少なくとも一部またはすべてに沿って伸長または延伸してもよ
い。
【０００９】
　レーザは、利得媒質によってポンプソースから受光した光が発散するように構成されて
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よい。例えば、ポンプ放射光は円錐形状であってよい。レーザは、ポンプ放射光が非集束
であるように構成されてよい。
【００１０】
　利得媒質は、エルビウム－イッテルビウムをドープしたガラスロッドを有してもよい。
しかし、それ以外の利得媒質が使用されてもよい。
【００１１】
　利得媒質は、四辺形断面、例えば、正方形断面などの非円または非曲線断面を含むロッ
ドを有してよい。四辺形断面は円錐形ポンプ放射により適している。また、ポンプビーム
は利得媒質内の特定の位置に集束されず、より均一なポンピングおよび改良されたレーザ
出力特性を導く。
【００１２】
　利得媒質は入力面を有し、それは、利得媒質の平坦な入力ファセットを有してよい。入
力面は利得媒質の側面または長手方向の面に沿って延伸し、付加的に利得媒質の長さ方向
に沿って延伸する。
【００１３】
　入力面はポンプソースと対応してよい。入力面はポンプソースに対向および／または隣
接および／または近接および／または接触して与えられてよい。こうして、入力面はポン
プソースからのポンプ照射を受光するように構成されてよい。入力面は、減少し、平坦化
され、形成されまたは除去された、正方形断面の角などの利得媒質のエッジ、角、または
、頂点を有してよい。入力面は、幅が３００μｍ未満、好適には２００μｍ未満、最も好
適には１００μｍ未満である。
【００１４】
　利得媒質は、反射コーティングを備えてよい。反射コーティングは熱伝導性であってよ
い。反射コーティングは金属コーティング、好適には、金メッキを有する。金メッキは有
利にも、良好な反射率および熱伝導性を与える。反射コーティングは利得媒質の長手方向
面または表面（すなわち、側面）上に設けられてよい。入力面には、反射コーティングが
施されていないか（言い換えれば、入力面は透明のままである）、または入射ポンプビー
ムの減少した反射に対してコーティングされてよい。
【００１５】
　サイドポンプレーザは、ポンプ放射が単一ＴＥＭ００モードのボリュームに一致するよ
うに構成されてよい。
【００１６】
　利得媒質のドープは、利得媒質の少なくともひとつの寸法に対応するビームスポットサ
イズを生じさせるように、および／または、例えば、繊細な光学コンポーネントまたはコ
ーティングに対する光学的ダメージを避けるためビームのパワー密度を制御するように、
適応されてよい。
【００１７】
　レーザは、受動ＱスイッチのようなＱスイッチを有して良い。受動Ｑスイッチは、カウ
ンタリフレクタまたは出力カプラと一体化されてよい。
【００１８】
　カウンタリフレクタは、絶縁コーティングのような高反射率コーティングを有してよい
。カウンタリフレクタまたは出力カプラは利得媒質の終端部および／またはＱスイッチの
外側面上に設けられてよい。
【００１９】
　レーザは、一つ以上のレーザのコンポーネントを受設するためのハウジングおよび／ま
たはコンテナを有してよい。ハウジングおよび／またはコンテナは、利得媒質、ポンプソ
ース、カウンタリフレクタ、出力カプラおよび／またはＱスイッチを含むか、受設してよ
い。
【００２０】
　利得媒質および／またはＱスイッチおよび／またはポンプソースおよび／またはハウジ
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ングまたはコンテナの少なくともひとつの寸法および付加的に最大寸法は、５ｃｍ未満で
あってよく、好適には３ｃｍ未満、最も好適には２ｃｍ以下である。
【００２１】
　ポンプソースは、ドライブエレクトロニクスおよび／またはコントローラを有するか、
または、接続もしくは通信可能であってよい。ドライブエレクトロニクスおよび／または
コントローラは、ハウジングおよび／またはコンテナの内部または外部に設けられて良い
。
【００２２】
　利得媒質、ポンプソースおよび／またはＱスイッチは、ハウジングおよび／またはコン
テナによって支持されるか。および／または、当接してもよい。ハウジングおよび／また
はコンテナは、利得媒質、ポンプソース、ドライブエレクトロニクスおよび／またはコン
トローラおよび／またはＱスイッチの少なくともひとつの組み合わせ寸法と対応する寸法
であってよい。
【００２３】
　ハウジングおよび／またはコンテナは、出力カプラからビーム軸線方向においてまたは
それに沿って設けられた出力アパーチャを備えてよい。
【００２４】
　ハウジングおよび／またはコンテナは、電力および／または制御信号をポンプソースに
供給するための電気的接続を有してよい。
【００２５】
　ハウジングまたはコンテナは熱伝導性材料を有してよい。ハウジングまたはコンテナは
金属材料、セラミック材料等を有してよい。
【００２６】
　本願発明の第２の態様に従い、上述した第１の態様に従うレーザを有する装置またはシ
ステムが与えられる。当該装置またはシステムは、センサ、レーザ照準器、距離計、レー
ザ照明画像システム等を有するか、その内部に構成されてよい。
【００２７】
　本願発明の第３の態様に従い、上述した第１の態様に従うレーザを製造する方法が与え
られる。当該方法は、レーザのポンプソースを、利得媒質の長手側面に接触、隣接、また
は近接して設けることを有する。ポンプソースは、例えば、円柱レンズおよび／または集
束光学エレメントを介することなく、利得媒質を直接ポンプするように構成されてよい。
【００２８】
　方法は、利得媒質および／またはポンプソースおよび／またはＱスイッチおよび／また
はドライブエレクトロニクスおよび／またはコントローラを、ハウジングおよび／または
コンテナ内部に設置することを有する。
【００２９】
　上述した態様のいずれかに関連して説明したものと類似の特徴は、これらの特徴と他の
特徴との組み合わせのみが説明されている場合であっても、他の態様のいずれかと、個別
に分離しておよび／または一緒に適応可能である。
【００３０】
　方法に関連して上述した任意の特徴を実行するように構成された装置および／または装
置の特徴と関連した、上述した任意の特徴の使用に対応する方法の特徴は、本願発明の態
様の範囲に属するものである。
【００３１】
　本願発明は、以下の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、レーザ共振器の平面略示図である。
【図２】図２は、図１に示すレーザ共振器の側面略示図である。
【図３】図３は、図１に示すレーザ共振器を構成するレーザの一部切断図である。
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【図４】図４は、図１に示すレーザ共振器に基づく実験装置を示す図である。
【図５】図５は、図４に記載の装置のポンプソース、Ｑスイッチ、および利得媒質のスケ
ールイメージ図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図４の装置のロッドのポンプ領域を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図４の装置の利得媒質に対するレーザスポットを示す図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図４の装置のＱスイッチパルスを示す図である。
【図６Ｄ】図６Ｄは、図４の装置によって生成されるレーザビームの遠距離場を示す図で
ある。
【図７】図７は、他の実施形態に従うレーザ共振器の平面略示図である。
【図８】図８は、図７に記載のレーザ共振器の側面図を示す図である。
【図９】図９は、図７に示すレーザ共振器の側面図の一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１から３は、共振器キャビティ２５を形成するために、エンドリフレクタ１５および
複数の反射出力カプラ２０の間に設けられた利得媒質１０の長尺ロッドを有するサイドポ
ンプレーザ共振器５を示す。受動Ｑスイッチ３０がエンドリフレクタ１５および利得媒質
１０の間に設けられている。本実施形態において、エンドリフレクタ１５はＱスイッチ３
０の表面上にコーティングされており、Ｑスイッチ３０およびエンドリフレクタ１５が一
体となるように、利得媒質１０に対してＱスイッチ３０の反対側に設けられている。
【００３４】
　誤解を避けるために、利得媒質１０の側面４０は、ビーム軸４５に平行に利得媒質１０
の長手軸方向に伸長する大きさを有し、利得媒質１０の対向する端部５０ａ、５０ｂは半
径方向に伸長する。本実施形態における利得媒質１０の対向する端部５０ａ、５０ｂは、
Ｑスイッチ３０および出力カプラ２０とそれぞれ対向している。
【００３５】
　利得媒質１０は、利得媒質１０の側面４０の角の代わりに設けられた長手方向に伸長す
る平坦な入力面５５から離隔された正方形の断面を含むロッドを有する。入力面５５は利
得媒質１０の長さに沿って実質的に伸長している。本例において、入力面は３００μｍの
幅を有する。
【００３６】
　利得媒質１０の側面４０の外面は、金メッキのような反射性および熱伝導性コーティン
グ６０によってコーティングされ、入力面５５はコーティングされず、透明のままである
。ロッド側面４０の反射コーティング６０は、最適化した発散および円錐形状の、単一Ｔ
ＥＭ００モードのボリュームに一致する、ポンプソース６５によって放射される非集束ポ
ンプ照射を与えるように構成される。
【００３７】
　ポンプソース６５は、利得媒質１０の長さに沿って長手方向に伸長するレーザダイオー
ドアレイ形式であり、円柱レンズおよび／または集光エレメントなどの任意の介在光学エ
レメントを通過することなく、ポンプソース６５からの光が利得媒質１０の入力面６５に
よって直接受光されるように、ポンプソース６５は入力面５５に近接結合されている。
【００３８】
　この構成を使って、ビーム軸４５は利得媒質１０の長手軸と平行となり、ポンプ照射が
利得媒質１０に与えられる方向と垂直となる。
【００３９】
　上記構成により、ポンプソース６５と利得媒質１０との間に光学エレメントは不要とな
り、発散光のソースは利得媒質１０に直接かつ効率的に結合可能となる。特に、ポンプソ
ース６５は利得媒質１０に近接結合されるため、ポンプソース６５と利得媒質１０との間
の距離は最小化され、ポンプソース６５と利得媒質１０との間での光の発散を最小限にす
ることができる。これは、ポンプソース６５と利得媒質１０との間での光損失を最小化す
る。これにより、入力面５５のサイズは最小化され、それによって、非コーティング入力
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面５５を通過する利得媒質１０内からの光の損失を最小化することができる。図２に示す
ように、ポンプ照射の発散は、利得媒質１０の側面４０上に反射コーティング６０を与え
ることによって、利得媒質１０内の照射の分布を制御しかつ最適化するために利用可能と
なる。こうして、高いポンピング効率を達成することができる単純化されたデザインが与
えられる。
【００４０】
　有利なことに、利得媒質１０はエリブウム－イッテルビウムがドープされたガラスロッ
ドを有する。しかし、他の適当な利得媒質も使用可能である。利得媒質１０のドーピング
は、所望のスポットサイズを与えるように選択される。特に、スポットサイズは、入射光
密度がＱスイッチ３０またはレーザビーム内の任意の他の光学面に対して、光学的ダメー
ジを防止しまたは最小化するのに十分に低レベルのままであるように、制御される。
【００４１】
　利得媒質１０は反射コーティング６０を介して、および、熱伝導性接着剤（図示せず）
によって、金属マウントのような熱伝導性マウント７０に対して載置されている。こうし
て、金反射コーティング６０は、熱伝導性接着剤を介して利得媒質１０からマウント７０
への熱伝達を容易にし、マウントはヒートシンクのように作用する。
【００４２】
　図３に示すように、利得媒質１０、ポンプソース６５および一体化されたＱスイッチ３
０／エンドレフレクタ１５は、適当なハウジング７５内にマウントされる。付加的に、ハ
ウジング７５は、金属材料のような熱伝導性材料を有し、熱消散を改善する。ハウジング
７５は、ビーム軸線４５上で、出力カプラ２０とアライメントされた出力アパーチャ８０
を備える。ハウジング７５はまた必要な電源および制御接続８５を備える。ハウジング７
５は、レーザコンポーネント１０、１５、２０、３０、６５が内部に含まれるように閉じ
られてもよい。
【００４３】
　図４は、図１に示したレーザ共振器に対応するブレッドボード実験セットアップを示す
。この場合、エンドリフレクタの反射面１５’は受動Ｑスイッチ３０’から離れてそのす
ぐ後ろに設けられる。図１に関連して説明したように、利得媒質１０のロッドは、利得媒
質１０の入力面５５に近接した利得媒質１０の側面に沿って長手方向に伸長するレーザダ
イオードアレイ６５によってサイドポンピングされる。
【００４４】
　図５は、レーザ共振器内で使用するコンポーネントの例を示す。スケールの小さいコン
ポーネントは有利である。図１から３に示す例において、利得媒質１０の２ｃｍロッドと
ともに使用するために、２ｃｍ×１ｃｍのレーザダイオードアレイがポンプソースとして
使用される。ハウジング７５は長さ（すなわち、ビーム軸４５と平行な方向）が約３ｃｍ
である。
【００４５】
　図５に示すコンポーネントに対して、レーザダイオードアレイ６５は、長さが約１ｃｍ
で幅が約０．５ｃｍで、Ｑスイッチ３０’は約０．５ｃｍ四方であり、利得媒質１０のロ
ッドは長さが約１ｃｍである。最長の長さが５ｃｍ以下、好適には３ｃｍ以下、最も好適
には２ｃｍまたはそれ以下の利得媒質１０のロッド、ポンプダイオードアレイ６５、およ
び、Ｑスイッチのようなコンポーネントを使用することにより、レーザ照準器などのかな
り大きいコンポーネントが一般に使用される従来のレーザアプリケーションで使用される
従来のシステムと差別化される。より小さいコンポーネントサイズは、コストを減少させ
る。また、利得媒質１０の寸法が上述したアプリケーションに対して要求される出力ビー
ムとよりマッチすることで、レーザの効率がより高くなる。
【００４６】
　また、３つのコンポーネントのみを有する基本システム（すなわち、ポンプソース６５
、利得媒質のロッド１０、および一体化されたＱスイッチ／エンドリフレクタ１５）に関
して、この設計はコンポーネントが少ない点で新規である。これらのコンポーネントの各
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々は容易に小型化することができる。
【００４７】
　本願発明の最少コンポーネントのデザインに関してこのような小さいコンポーネントを
使用することで、光ファイバールータ、マルチプレクサ、スイッチ等などの光通信システ
ム用に設計された装置の生産に共通の製造技術を使用することができる。この技術は付加
的に、通信分野で当業者に周知のマイクロマニピュレータ、真空トング、誘導結合等の使
用を有することができる。
【００４８】
　小さいコンポーネントサイズおよび最少コンポーネントの組み合わせは、パッケージ全
体を非常にコンパクトにする。
【００４９】
　しかし、本願発明の設計は、容易にスケーリング可能である。例えば、利得媒質１０の
ロッドの長さを単純に増加させることにより、および／または、利得媒質１０のドープ量
を増加させることにより、出力エネルギーを増加させることができる。また、レーザダイ
オードがポンプソース６５に付加されてもよい。
【００５０】
　図６Ａから６Ｄは、図４に示す実験セットアップを使って得られた結果を示す。特に、
図６Ａは、利得媒質のロッドの断面でのポンプ分布を示す。図６Ｂは利得媒質の断面に対
するレーザスポットのサイズを示す。図６Ｃは、Ｑスイッチ３０パルスのプロファイルを
示す。図６Ｄは生成されたレーザビームの断面の遠距離場を示す。
【００５１】
　本願発明の有利な実施形態が上述されたが、上記した実施形態に対する変更が考えられ
る。
【００５２】
　例えば、本願発明は、広範囲のさまざまな適当な利得媒質材料、ポンピング構成、およ
び、共振器とともに動作可能である。
【００５３】
　さまざまな程度の有効性を有する従来技術の寸法は、任意の特定の構成または寸法に限
定されない。
【００５４】
　上述した実施形態は、平坦な角を有する修正された正方形である断面プロファイルを有
する利得媒質１０のロッドを有するが、利得媒質１０の他の構成もまた使用可能である。
例えば、円形断面を有する利得媒質１０’のロッドを含む代替的レーザ共振器構造が、図
７から９に示される。この例で、利得媒質はエンドブラケットによってポンプレーザマウ
ントに取り付けられている。他のコンポーネントは、図１から４の実施形態に関連して説
明したものと実質的に同じである。
【００５５】
　また、利得媒質１０のロッドは、有利に、エルビウム－イッテルビウムがドープされた
ガラスロッドであるが、他の適当な利得媒質が使用されてもよい。同様に、反射コーティ
ング６０として金が有利に使用されたが、内部反射を生成するための他の反射コーティン
グまたは他の技術が使用されてもよい。
【００５６】
　また、上記した実施形態は一体化したＱスイッチ３０およびカウンタ／エンドリフレク
タ１５を有するものとして説明したが、カウンタ／エンドリフレクタ１５およびＱスイッ
チ３０は別々にもうけられてもよい。本願発明の実施形態において、出力カプラ２０およ
び／またはカウンタ／エンドリフレクタ１５は、利得媒質および／またはＱスイッチ３０
のような他のコンポーネント上にコーティングされてもよい。しかし、この必要はないで
あろう。例えば、出力カプラ２０および／またはカウンタ／エンドリフレクタ１５は別々
のコンポーネントとしておよび／または他の方法によって与えられてもよい。
【００５７】
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　また、キャビティは、出力カプラが利得媒質１０上のＱスイッチおよびカウンタリフレ
クタ上に形成されるように、逆になってもよい。
【００５８】
　上述したレーザ共振器５は、センサに限定されず、さまざまなポテンシャルレーザベー
スアプリケーションおよび装置に使用可能である。それは、センサ、レーザ照準器、距離
計、レーザ照明画像装置等に限定されない。
【００５９】
　したがって、上述した特定の説明は例示にすぎず、本発明の範囲は特許請求の範囲によ
ってのみ画定されるべきものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図６Ｄ】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月28日(2015.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力カプラとカウンタリフレクタとの間に設けられた長尺の利得媒体と、
　前記利得媒質の側面または長軸に沿って、前記利得媒質に対して照射を与えるように構
成されたポンプソースと、
を備え、
　前記レーザは、前記ポンプソースからの照射が前記利得媒質上に直接入射するように構
成され、
　前記ポンプソースは、前記利得媒質に近接、隣接、または、接触して設けられているこ
とを特徴とするサイドポンプレーザ。
【請求項２】
　前記ポンプソースからの照射が、他の光学コンポーネントを通過せずに、前記利得媒質
上に入射する、請求項１に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項３】
　前記入力面が前記ポンプソースからの照射を受光するように、前記ポンプソースは、前
記利得媒質の平坦入力面に対向、隣接または接触して設けられている、請求項１または２
に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項４】
　前記利得媒質は、前記利得媒質のエッジ、角または頂点の代わりに設けられた前記利得
媒質の前記平坦入力面を別にすれば、正方形断面を有する、請求項１から３のいずれか一
項に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項５】
　前記レーザは、前記利得媒質によって前記ポンプソースから受光した光が発散し、集束
しないように構成されている、請求項１から４のいずれか一項に記載のサイドポンプレー
ザ。
【請求項６】
　前記利得媒質は、断面が正方形のロッドを有する、請求項１から５のいずれか一項に記
載のサイドポンプレーザ。
【請求項７】
　前記利得媒質の入力面は、平坦に形成されるか、または、除去されたエッジ、角または
頂点を有する、請求項１から６のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項８】
　前記利得媒質は、反射および／または熱伝導性コーティングによってコーティングされ
ている、請求項１から７のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項９】
　前記ポンプ照射は、単一ＴＥＭ００モードのボリュームにマッチする、請求項１から８
のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項１０】
　前記利得媒質のドーピングは、前記利得媒質の少なくともひとつの寸法にビームスポッ
トサイズを調整、および／または、前記ビームのパワー密度を制御するように適応される
、請求項１から９のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザ。
【請求項１１】
　前記レーザは、受動Ｑスイッチを有する、請求項１から１０のいずれか一項に記載のサ
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イドポンプレーザ。
【請求項１２】
　前記利得媒質、前記受動Ｑスイッチ、前記ポンプソース、および、前記レーザからなる
群から選択される少なくともひとつのコンポーネントが収容されるハウジングまたはコン
テナの最大寸法は、５ｃｍ未満である、請求項１から１１のいずれか一項に記載のサイド
ポンプレーザ。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザを備える装置。
【請求項１４】
　前記装置は、センサ、レーザ照準器および距離計からなる群から選択された装置である
、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のサイドポンプレーザを製造する方法であって
、前記レーザのポンプソースを、前記利得媒質の長い側面と接触、隣接または近接して設
けることを備える方法。
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【要約の続き】
カプラ（２０）のファセット（５０ｂ）上に設けられる。
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